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酸鉛系セラミクスについて PZT と表記する。











る。Zr の含有量 x が増加するにつれて正方
晶の変形は減少し，常温において x > 0.52 で
は，結晶構造が正方晶から菱面体晶に相転移
する。これらの境界を分ける線は，モルフォ

























































当研究室では、表 1 に示す出発原料と Ti
基板を図 1 に示したオートクレーブに入れて
水熱合成反応を行い，PZT 多結晶膜を Ti 基












では，表 1 に示す出発原料を用いて、表 2
に示す条件下で NC 及び CG を行っている。
合成中のオートクレーブ内では，
Pb2++Zr4++xTi4++6OH– → 
 Pb(Zr1–x, Tix)O3+3H2O …… (1)
で表される反応が起こり，PZT 結晶が生成
される [22]。(1) 式における Pb2+，Zr4+ イオン
は出発原料溶液から供給され，Ti4+ イオンは
出発原料溶液中の TiO2 微粒子及び Ti 基板
から溶出して供給される。この Ti 基板から
溶出した Ti4+ イオンと Pb2+，Zr4+ 及び O2 イ





いにより Ti 基板に成膜される PZT 多結晶
の膜厚評価を行った。本実験では Ti 基板を
図 2 に示すように攪拌羽根に取り付けている。





ZrOCl2·8H2O 0.25 60 mL
Pb(NO3)2 0.5 100 mL
KOH 4 200 mL
TiO2 Powder 1 g
表 1　Ti 基板に対する水熱合成 PZT 多結晶の
成膜における出発原料




Temperature [℃] 160 140
Pressure [MPa] 0.5 0.3
Stirring speed [rpm] 150 245
Deposition time [h] 24 24
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攪拌羽根の内側から外側に向けて 2 mm 間
隔で Ti 基板を取り付け，取り付け位置を 5
段階で調整している。サンプルには、図 2 に
示したように内側から外側に向けて 1 から 5 
の番号を与える。攪拌羽根の寸法を図 3 に示
している。回転軸から 14.5 mm の位置にサ
ンプル 1 が取り付けられ，回転軸から 22.5 
mm の位置にサンプル 5 が取り付けられてい
る。成膜を行う Ti 基板は厚さ 50 μm，大き
さは 30 mm × 15 mm である。また，成膜
時間を 24 時間に設定し，攪拌速度を 245 
rpm に設定している。成膜時間の計測はオ
ートクレーブが目標温度を越えてから開始し
ている。本実験では、Ti 基板上に NC を 1 回、




基板上に成膜された PZT 多結晶膜の断面を 
図 4 (a) から (e) に示す。
攪拌羽根における Ti 基板の取り付け位置

























図 4　Ti 基板に成膜された PZT 多結晶膜の断面画像
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